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１．概要（Summary） 

超精密ガラス加工技術の開発を遂行している。細胞か

らウィルスまでを総称するバイオエアロゾルの捕捉に向け、

nmからmの微細孔・溝を使ったサイズフィルターの加

工技術の開発が急務である。デバイス表面にプラズマ処

理を施し、バイオエアロゾルの選択捕捉デバイスする技術

は，咳により発生する飛沫唾液などの採取によってバイオ

エアロゾルの検出を可能とする。そのため、これらの高精

度加工により得られるガラスデバイスの実現を支える基盤

技術の一つである細孔の微細加工並びにプラズマ表面

処理と表面特性制御を達成した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 超高密度大気圧プラズマ装置、二

周波励起プラズマエッチング装置、ラジカル計測付多目

的プラズマプロセス装置 

【実験方法】 

シリコン搬送ウェハ上に、剥離用に真空グリースと片面

接着のテープを貼り付けるか、または、両面の接着力が

異なる両面接着テープを使って，サンプルを貼り付けた。

エッチングのハードマスクには、金属薄膜を形成し、フォト

リソグラフィーを使ったパターニングにより、レジストマスク

を形成し、金属マスクをエッチングした。この金属ハードマ

スクが作成されたサンプルを、二周波励起プラズマエッチ

ング装置によりエッチングして貫通孔を作成した。その後、

両面テープからサンプルを剥がした、その後、超高密度

大気圧プラズマ装置によって、表面処理を施し、バイオエ

アロゾルデバイスを作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ポリエチレンテレフタレート膜をテストとして加工した例

を挙げる。Fig.1(a) はサンプルの全形であり、Fig.1 (b)

はレジストマスクパターン例、Fig.1 (c, d)がエッチング加

工後で、Fig.1 (d)は断面を示している。5mの微細孔の

加工をおこなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Polyethylene terephthalate membrane was 

processed as a test. 
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